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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO13067:2011《微束分析 电子背散射衍射 平均晶粒尺寸的测

定》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T21636—2008 微束分析 电子探针显微分析 (EPMA) 术语(ISO23833:2006,IDT)
———GB/T27025—2008 检测和校准实验室能力的通用要求(ISO/IEC17025:2005,IDT)
———GB/T27788—2011 微束分析 扫描电镜 图像放大倍率校准导则(ISO16700:2004,IDT)
———GB/T30703—2014 微束分析 电子背散射衍射取向分析方法导则(ISO24173:2009,IDT)
本标准由全国微束分析标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准起草单位:中国宝武钢铁集团中央研究院、上海发电设备成套设计研究院、中国科学院上海

硅酸盐研究所。
本标准主要起草人:姚雷、张作贵、曾毅、郑芳。
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引  言

  工程材料的晶粒尺寸和分布显著影响其力学和电磁性能,例如材料的强度、韧性和硬度这些重要的

力学性能。块状材料和薄膜,即使是很窄的二维结构,其性能也受晶粒尺寸的影响。因此,对于材料的

晶粒尺寸和分布测定需要有标准的方法和统一术语。本标准规范了应用电子背散射衍射取向分布图测

定平均晶粒尺寸的程序。
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微束分析 电子背散射衍射
平均晶粒尺寸的测定

1 范围

本标准规定了用电子背散射衍射法(EBSD)对抛光截面进行平均晶粒尺寸的测定方法,包含与晶

体试样中的位置相关的取向、取向差和花样质量因子的测量要求[1]。
注1:使用光学显微镜测定晶粒尺寸已为大家普遍接受,与其相比,EBSD具有很多技术优势,如高的空间分辨率和

晶粒取向的定量描述等。

注2:该方法还可用于一些复杂材料(如双相材料)的晶粒尺寸测量。

注3:对变形程度较大的试样进行分析时,需谨慎处理结果。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO16700 微束分析 扫描电镜 图像放大倍数校准通则(Microbeamanalysis—Scanningelec-
tronmicroscopy—Guidelinesforcalibratingimagemagnification)

ISO/IEC17025 检测和校准实验室能力的通用要求(Generalrequirementsforthecompetenceof
testingandcalibrationlaboratories)

ISO21748 在测量不确定度评估中可重复性、再现性和正确性评估的使用指南(Guidanceforthe
useofrepeatability,reproducibilityandtruenessestimatesinmeasurementuncertaintyestimation)

ISO23833 微束分析 电子探针显微分析(EPMA)术语[Microbeamanalysis—Electronprobe
microanalysis(EPMA)—Vocabulary]

ISO24173 微束分析 电子背散射衍射取向分析方法导则(Microbeamanalysis—Guidelinesfor
orientationmeasurementusingelectronbackscatterdiffraction)

3 术语和定义

ISO24173和ISO23833界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 与EBSD晶粒尺寸测量相关的术语

3.1.1 
步长 stepsize
在EBSD图像数据采集过程中,获得单独EBSD花样相邻两点之间的距离。

3.1.2 
像素 pixel;pictureelement
EBSD取向图中与步长相关的最小面积单元,电子束停留在该面积单元中心时所获得的取向测量

结果构成了EBSD取向图的基本单元。
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